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理化学研究所RIビームファクトリーの低速RIビーム施設(SLOWRI)にて共鳴イオン化レーザーイオン源の

開発を進めている。SLOWRIに高繰り返し率 Ti:Sapphireレーザーを導入し、オフライン基礎実験を行った。 
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1. 緒言 理化学研究所 RIビームファクトリー（RIBF）の低速 RIビーム施設の一部として、共鳴イオン化

レーザーイオン源 PArasitic Laser Ion-Source: PALISの開発が進められている。これは、RIBFに既設の入射

核破砕片分離器（BigRIPS）から提供される高速 RI ビームをガスセルによって高効率に減速し、レーザー

共鳴イオン化を用いて低速 RIイオンビームとして取り出すものである。ここで、小型ガスセルを BigRIPS

の second focal plane (F2)近傍に設置することによって、メインビーム以外の、本来は使用されない RIを取

り出し、メインビーム実験と平行して各種の実験に提供することが可能となる。PALIS における共鳴イオ

ン化用レーザー光源として、２台の高繰り返し率 Ti:Sapphire(Ti:Sa)レーザーを導入し、オフライン基礎実験

を行った。 

2. 共鳴イオン化用 Ti:Saレーザーシステムとオフライン基礎実験  PALIS用高繰り返し率 Ti:Saレーザー

システムの概要を Fig. 1 に示す。高繰り返し率 Ti:Sa レーザーにより、基本波 670~950 nm、二倍波(SHG) 

345~475 nm、３倍波(THG) 223~317 nmを得ることができる。これら２台とともに、既設の高繰り返し率色

素レーザーを組み合わせることにより、最適なイオン化スキームを選定することができる。今回は、基礎

実験用チャンバーを用いて Cu 共鳴イオン化を確認した。また、Cu 共鳴イオン化に用いる２色のレーザー

ビームが約 60 m遠方の F2近傍へ伝送できることを実証した。 

3. 結言 PALISのために、高繰り返し率 Ti:Sa

レーザーを用いてオフライン Cu 共鳴イオン化

基礎実験を行った。また、長距離のビーム伝送

を実証した。PALISでは、RIビームがガスジェ

ットととも取り出されるため、狭帯域レーザー

光源と組み合わせることで高分解能レーザー核

分光を実現すれば、超微細構造・同位体シフト

より短半減期 RI の核スピン、核モーメント、

核荷電半径などの情報を得ることが可能となる。

今後、オンライン実験に向けて PALISにおける

ガスジェットの高分解能レーザー共鳴イオン化

分光を実証する予定である。 
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Fig. 1 PALIS 用高繰り返し率 Ti:Sa レーザーシステム 

（Cu 共鳴イオン化基礎実験体系） 
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